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(2) 호흡용

보호구

개념,공식-설명

② 사용장소

㉠ 입자상 오염물질 발생장소

• 오염물질의 종류에 따라 방진마스크 또는

방진·방독 마스크를 착용한다.

• 분진, 미스트, 흄 등의 입자상 오염물질이

발생하는 연구실에서 착용한다.

• 산소결핍엔 착용불가하며 1~3급이 있다.

- 1급 : 베릴륨, 비소 등과 같이 독성이 강한 물질을

함유한 분진이 발생하거나 미생물과 같이 미세한

미립 자상의 오염물이 발생하는 장소

- 2급 : 금속흄이나 석면 등과 같이 열적, 기계적으로

생기는 미립자상 오염물이 발생하는 장소

- 3급 : 특급 및 1급 호흡용 보호구 착용장소를

제외한 입자상 오염물이 발생하는 장소

② 사용장소

㉠ 입자상 오염물질 발생장소

• 오염물질의 종류에 따라 방진마스크 또는

방진·방독 마스크를 착용한다.

• 분진, 미스트, 흄 등의 입자상 오염물질이

발생하는 연구실에서 착용한다.

• 방진마스크는 특급, 1급, 2급이 있다. 특급의

포집효율은 99%이상, 1급은 94%, 2급은

80%이다.

특

급

• 베릴륨 등과 같이 독성이 강한 물질을

함유한 분진 등의 발생장소

• 석면 취급장소

※ 단, 안면부여과식 특급은 석면 등 발암성

물질 취급작업에 사용하지 않는다.

1

급

• 특급마스크 착용장소를 제외한 분진 등

발생장소

• 금속 흄과 같이 열적으로 생기는 분진

등의 발생장소

• 기계적으로 분진, 결정형 유리규산 등이

발생하는 장소

2

급

• 특급 및 1급 마스크 착용장소를 제외한

분진 등의 발생장소

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.

더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.
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